
■大気非暴露装置ラインアップ

ＦＥ‐ＳＥＭ/ＥＤＸ/ＥＢＳＤ
（Ｓ４３００ＳＥ：日立）

ＦＥ‐ＡＥＳ
（ＪＡＭＰ７８３０：ＪＥＯＬ）

ＸＰＳ
（ＱｕａｎｔｅｒａⅡ：ＵＬＶＡＣ‐ＰＨＩ）

ＴＯＦ‐ＳＩＭＳ
（ＴＯＦ．ＳＩＭＳ５：ＩＯＮＴＯＦ）

ＦＥ-ＳＥＭ

ＸＰＳ

ＴＯＦ-ＳＩＭＳ

ＦＩＢ‐ＳＥＭ

・広域，局所・表面，断面を問わず
大気非暴露雰囲気で観察，分析が可能。
・全装置，トランスファーベッセルを搭載。
大気遮断に対する高い信頼性を確保。

無機・有機材料，表面・断面を問わず，トランスファーベッセルを
完備した新鋭装置を用いて観察・分析・解析を実施！

大気非暴露分析装置ラインアップ

グローブボックス
（Ａｒ雰囲気下で前処理）

ＦＥ-ＡＥＳ

ＨＲ-ＴＥＭ

その他の大気非暴露対応機器

・ｉｎ‐ｓｉｔｕＸＲＤ ・Ｄ-ＳＩＭＳ
・顕微ラマン ・固体ＮＭＲ
・ＧＤ‐ＯＥＳ ｅｔｃ．

クライオイオンミリング
（ＩＭ４０００：日立）

大気非暴露分析装置ラインアップ

Ｃｓ‐ＳＴＥＭ

放射光ＸＡＦＳ

ＳＴＥＭ

ＳＴＥＭ/ＥＤＸ/ＥＥＬＳ
（ＨＤ２３００/ＥＶ３０００：日立）

ＴＥＭ
（Ｈ９５００：日立）

Ｃｓ‐ＳＴＥＭ/ ＥＤＸ/ＥＥＬＳ
（ＨＤ２７００：日立 Ｅｎｆｉｎａ：Ｇａｔａｎ）

ＦＩＢ‐ＳＥＭ
（ＮＢ５０００：日立）

グローブボックス

ＦＥ-ＥＰＭＡ
（ＪＸＡ８５３０：ＪＥＯＬ）

ＦＥ-ＥＰＭＡ
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